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TRAVAUX PRATIQUES: MICROCAPTEURS DE PRESSION
DEPARTEMENT DE MICROELECTRONIQUE

Enseignants :Youla Morfouli,Laurent Montes(ENSBERG

Les travaux pratiques sont destinés a réalisanigrocapteur de pression piézorésistif.
travail est une introduction aux techniques de l&ragélectronique appliquée a
microsystémes a trois dimensions (cette fabricatmmporte une étape de gravure en vol
du silicium par I'hydroxyde de potassium)

L’étudiant verra ainsi :

* Lesrégles et les précautions a prendre en saliebé

» Le procédé de photolithographie

* Les dépodts de couches minces par pulvérisationE€&VP (Plasma Enhance
Chimical Vapor Deposition)

» Les méthodes de gravure humide et séche

» Les méthodes de caractérisation des capteurs abtenu
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Techniques employées :

Oxydation thermique du silicium ; PhotolithograpBienple et double face ; gravure humide

de la silice (SiQ) ; Implantation ionique ; Dép6t d’aluminium parlyérisation cathodique
gravure humide de l'aluminium ; Dépbt de nitruréskg) par PECVD ; Gravure humide

bt
du

silicium par KOH.






